第20回　L-band RF電子銃開発グループ会合

日程：2010年5月14日(金曜日）

時間:　13時30分より15時00分

接続: ビデオ（52869) + WEBEX

出席者：高富、早野、杉山、高野（KEK会場）、磯山、杉本（阪大会場）栗木（広島会場）

◯磯山先生より、阪大設計空洞の状況について報告があった。

アイリス部を含む冷却管の取り出しジョイントについて検討し、製作することとした。一部は製作すみ。ロウ着試験はパラジウムおよび金でおこなった。パラジウムではロウが外にまで漏れだしており問題である。業者としてはもれだす前提で確実に接合するという方針らしく、意志疎通が必要。金ではロウの浸みだしはないが、温度が高いため結晶粒界が成長している。クラス１よりもクラス２で粒界の現れかたが顕著。また粒界は温度×時間に依存して500℃.hourから成長するらしい。

Q:ロウ止めのための溝は？

A:図面上は用意されているが、試験に使用した試験体に設けられていたかはっきりしないので確認する。

C:面荒れは真空炉でCuの蒸発により発生する。水素などのキャリアガスを用いることで低減する。

C:粒界成長よりも面荒れが問題だと思われる。

◯杉山氏より、ＳＴＦでのDESY/FNAL空洞RF試験について報告があった。

冷却水設定温度51.5℃でチューニングがとれていることを確認し、RF試験を開始した。周波数は製作時の結果と整合している。20マイクロ秒/5Hz/100kWから開始し、現在1000マイクロ秒/5Hz/880kWまで進んでいる。反射は1％未満と小さいが、パワーを上げていくとデチューニングによる反射が10％程度まで上昇するので、冷却水の温度を反射が小さくなるように調整しながらすすめている。現状では49.5℃程度に調整している。パワーの入力はクライストロン二号機を使用すると5MWまで可能。

Q:冷却水の流量は？

A:圧力損失は小さく、設計値通り110 l/minで循環している。

次回ミーティングは2010年6月15日（火）13時30分より

文責：栗木　　　

